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主畫面- First Step 

1. 開啟程式第一步驟,回歸原點位置 
2. 輸入產品名稱 
3. 點選RecipeSetting 進入設定頁面 
     (有設定好的產品,直接載入即可) 
4. 設定完成後載入 

1. 

2. 

3. 
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4. 



RecipeSetting - COF設定1 

1. 與主頁面相呼應 
2. 輸入編號1 (COF1) 
3. 主畫面移至起點,並取得起點現在位置 
4. 主畫面移至迄點,並取得迄點現在位置 
5. 加入新COF(即完成第1個COF設定 
6. 依此類推新增COF 

1. 設置對照主畫面 

2. 

3. 4. 

5. 

6. 
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RecipeSetting - COF設定2 

1. 滑鼠左鍵選取COF欄位 
2. 滑鼠右鍵更新設置或移置該位置 

1. 

2. 
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RecipeSetting - COF設定 - 起點 
 

1. 拉框 
2. 框選黃色區域 
3. 點選起點設定(完成設定) 
4. 移動至中心點,確認是否 
     定位準確 

1. 

2. 

3. 

注意框選範圍,需與圖示
一致 

4. 
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COF條藍色中間位置 



RecipeSetting - COF設定 - 迄點 

1. 拉框 
2. 框選黃色區域 
3. 迄點設定 

1. 

2. 

3. 

注意框選範圍,需與圖示
一致 
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COF條藍色中間位置 



RecipeSetting - COF設定 - 中心校正 

1. 拉框 
2. 框選黃色區域 
3. 中心設定 

注意框選範圍,需框選到
邊界 

1. 

2. 

3. 
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紅色中間位置 

框到黑色區域 



RecipeSetting - 取像設定 

1. 光源設定(背光亮度依機種設定為主) 
2. 對焦間距為量測圖像數量,到達數量自動對焦一次 
    (對焦間距設定值會受平整度所影響) 

1. 

2. 
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RecipeSetting - 演算法設定 - 粒子檢查1 

1. 拉框 
2. 框選黃色區域 
3. 粒子Model設定 
4. 拉框(框選小圖區域) 

1. 

2. 3. 

4. 

注意框選範圍,需與圖示
一致 
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兩邊框紅色中間位置 

上邊和底邊框選位置(檢測
範圍多一些) 



RecipeSetting - 演算法設定 - 粒子檢查2 

1. 拉框 
2. 框選粒子檢查範圍 
3. 粒子ROI設定 
4. 最小面積 < 檢測OK < 最大面積 (最小面積設定 
 值至少為5,過濾掉雜訊值) 

* 按住鍵盤上ctrl按鈕,移動滑鼠 
    滾輪,調整畫面大小 
* 按住滑鼠右鍵移動畫面 
* 框選後,再次點選方框,微調框選範圍 

1. 2. 

3. 
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上下邊框選位置(粒子檢
測範圍內縮一些) 4. 



RecipeSetting - 演算法設定 - 偏移檢查 (起點) 

1. 取得起點設定圖片 
2. 拉框(框選黃色區域) 
3. 點選起點偏移設定 (完成) 
4. 首點數量 = 3 

1. 

2. 

3. 

注意框選範圍,需與圖示
一致 
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4. 



RecipeSetting - 演算法設定 - 偏移檢查 (整體) 

1. 拉框(框選黃色區域) 
2. 點選整體偏移設定 
3. 二值化數值設定為200 
4. 標準寬度依機種設定為主 
     (需手動調整) 

1. 

2. 3. 

注意框選範圍,需與圖示
一致 
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4. 兩邊框藍色中間位置 



RecipeSetting - 演算法設定 - 異物檢查 
1. 取得中心校正位置 
2. 拉框(框選黃色區域) 
3. 點選異物ROI設定 
 
4. DefectErode(侵蝕度) = 4 
    DefectBinariz1(二值化) = 50 
    DefectBinariz2(二值化) = 0 
    DefectMaxArea(異物面積) =750 
    分割區域 = 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

注意框選範圍,需與圖示
一致 
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數值依機種設定為主(需手動調整) 

上邊和底邊框選位置
(檢測範圍縮一些),左
右邊不限制 



RecipeSetting - 單張測試(可省略) 
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1. 

1. 載入單張測試的圖片 
2. 點選需要測試的瑕疵 

2. 



RecipeSetting - 存檔 
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1. 勾選檢測COF 
2. 存檔(所有設定完成後存檔) 
3. 載入(回到主畫面) 

1. 

3. 
2. 



主画面 - 基本设定 

1. 主畫面顯示目前量測產品名稱 
2. 勾選量測的選項 
3. 畫面自動對焦 
4. 光源手動調整 
5. 量測啟動 
6. 量測中斷停止 
7. 主畫面&歷史畫面切換 
8. 主畫面移動速度切換 
9. 主畫面設置 
10. 檢測判定OK或NG 
11. 下邊綠色為目前3軸的狀態列 
12. 掃描輸入二維碼 
13. 清除二維碼 
14. 歷史資料查詢 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

11. 

10. 
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12. 

13. 13. 



主画面 - 对焦设定 

1. 移動到位置後延遲時間後取像再對焦 
2. 選擇Green(圖層) 
3. 選擇M_BISECTION對焦方式 
4. 對焦完畢後移動Z軸的位置 
5. 每次對焦的移動量 
6. Z軸的+-對焦範圍數 
7. 數值設定完畢後手動對焦 
8. 數值設定完畢後存檔 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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主畫面 - IO表 

1. Output - 手動開啟&關閉 
1. 

顯示目前訊號輸入&輸出 
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主畫面 - 倍率換算設定 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 顯示十字標線1(左上角定位) 
2. 移動至定位(左上角) 
3. 標線定位(左上角) 
4. 顯示十字標線2(右下角定位) 
5. 移動至定位(右下角) 
6. 標線定位(右下角) 
7. 更換像素比 
8. 存檔 

7. 

8. 

*注意* 須為同一個設定點位置 

* 移動位置至該設定點 
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歷史資料畫面 
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1. 檔案不存在則無查詢資料畫面 



END 
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